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Dotychczasowe badania nieréwnosci po-
wierzchni obrabianych polegaly na stosowaniu
sposob6w mechanicznych, optycznych, mecha-
niczno-optycznych, elektrycznych itp. Sposéb
wedlug wynalazku wykorzystuje zjawiska ela-
stooptyczne do celéw badania gtadko$ci i po-
miaru nieréwno$ci powierzchni czes$ci maszyn.

Istota badania polega na przepuszczaniu stru-
mienia $§wiatla spolaryzowanego przez przezro-
czysta plytke elastyczng, wykazujacg dwoéj-
lomno$¢é wymuszong pod wplywem obcigZenia
sila proporcjonalng do wysokosci profilu po-
wierzchni badanej. Stan obcigzenia obigga sie
za pomocg igly ktérej jeden koniec przssuwa
sie po profilu powierzchni badanej, drugi na-
tomiast powoduje giecie plytki o zmieanym
przekroju silg skupiong. W wyniku takiego
dzialania sily skupionej ma plytke pomiarowa,

powstaje w niej stan napiecia. Plytka uzyta

do pomiaréw jest plytka przezroczysta, ela-
styczng, izotropowg mechanicznie i optycznie,
wykazujgcg pod wplywem naprezen oraz zwig-
zanych z nimi odksztalcenn anizotropowe wlas-
noéci optyczne. Ta anizotropia optyczna plytki
znajduje swéj wyraz w jej dwoéjtomnosei wy-

muszonej, poniewaz zwigzana jest ona iloscio-
wo z polem naprezen. lub odksztalcen w spo-
s6b jednoznacznie okresdlony. Plytka, wykazujac
dwéjlomno$é wymuszong bedzie zachowywaé
sie, tak jak gdyby skladala sie z elementarnych
krysztaléw o osiach optycznych pokrywajacych
sie w kazdym jej punkcie z jednym z kierun-
kéw naprezen gléwnych. Jesli omawiang plyt-
ke umieSci sie w osi optycznej pclaryskopu
elastooptycznego i skieruje sie na nig réwno-
legla wigzke $&wiatla spolaryzowanego, wiedy
uktad optyczny polaryskopu spowoduje odtwo-
rzenie obrazu plytki na ekranie. W ogélnym
przypadku otrzyma sie obraz plytki. pokryty
dwoma ukl’adami ciemnych punktéw. Jeden
uktad punktéw wskaze miejsce, w ktorych je-
den z kierunkéw naprezenn gléwnych pokrywa
sie z kierunkiem osi polaryzacji (lub jest do
niego prostopadly), drugi za$§ uklad punktéw
wskaze miejsca, w ktérych réznice naprezen
gléwnych osiggaja pewna jednoznacznie okres-
long wartosé. Punkty cbu uk'adéw polacza sie
w cdpowiednie krzywe. Krzywe utworzone przez
punkty pierwszego ukladu bedg wiec izoklina-
mi, to znaczy Kkrzywymi stanowigcymi miejsce
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geomeétryczne ‘punkt6w, w ktérych jeden z kie-
runkéw naprezen gléwnych wpada w plaszczy-
zne drgan $wiatla spolaryzowanego liniowo lub
kolowo . przez- polaryzator.” Krzywe utworzone
przez punkty drugiego ukladu beda natomiast
izochromami, to znaczy krzywymi .stanowig-
cymi miejsce geometryczne punktéw, w ktéryeh
réznica naprezenn gléwnych ma wartoéé stala,

jednoznacznie okreélong dla izochromy danego -

rzedu. Poniewaz jednoczesna obecno§¢ dwéch
rodzai wspomnianych przecinajacych sie krzy-
wych ma obrazie . plytki zmniejsza znacznie
przejrzysto§é obrazu lub utrudnia wykonywa-
- nie dokladnych pomiaréw, przeto stosujgc jed-
na ze znanych metod usuwa sie jeden rodzaj
krzywych, _tak Zze na ekranie otrzymuje sie
wylgcznie obraz samych izoklin albo obraz sa-
mych izochrom. Obserwujac na przyklad obraz
samych izochrom stwierdza sie zmienny ich
przebieg wraz ze zmiang obcigzenia plytki po-
miarowej, uwarunkowany w danym przypadku
zmiang wysokoéci profilu chropowato$ci = po-
wierzchni badanej.

Mozna wiec na zasadzie badan znaleZé za-
lezno§é miedzy ukladem wspomnianych izo-
chrom a wysokoécig profilu nieréwnosci, tak

iz przebieg ich mozna uwazaé¢ za miare gtad-

koSci powierzchni obrabianej.

‘Rysunek przedstawia urzadzenie, sluzgce do
badania zjawisk dwdjlomnosei wymuszonej
w §wietle spolaryzowanym, to znaczy polarys-
kop elastooptyczny skladajacy sie: a) z zespolu
wytwarzajgcego odpowiednia wigzke S$wiatla
spolaryzowanego (¢rédlo $wiatla jednobarwnego
1; szklo mleczné lub matowe 2; filtr polary-
zacyjny (polaroid) przeksztalcajacy $wiatlo na-
turalne w wigzke $wiatla spolaryzowanego li-
niowo lub, kolowo 3, ¢éwieréfaléwka polaryza-
tora 4); b) z przestrzeni pomiarowej, w ktérej
umieszcza sie¢ plytke pomiarowa wykazujgca
dwaéjlomno$¢ wymuszong pod wplywem obcig-

plytki pomiarowej.

" nie i pomiar nieréwmoéci

zenia silg gnacg 14, w wyniku wzglednego ru-
chu igly pomiarowej 10 i profilu badanego 9;
¢) z zespolu analizujacego §wiatlo, wychodzace
z plytki’ pomiarowej (éwieréfaléwka analizato-

-ra 6 i sam analizator 7).

Obserwacji.- obrazu rozkladu maprezen na
plytce dokonuje sie bezposrednio, patrzac od
strony analizatora 6—7 w kierunku Zrédia
Swiatla 1. Mozna takze w osi optycznej pola-
ryskopu umiescié kamere fotograficzng 8 i do-
konywaé zdjeé .obrazéw. naprezen ksztaltuja-
cych sie na plytce 5, to znaczy izochrom 12
wzgledem linii siatki 13. PoloZenie izochrom 12
wzgledem linii siatki 13 pozwala na poérednie
okres$lenie wysoko§ei mierzonego profilu nieré6w-
nodci . 'w - wyniku - uprzedniego- -wyeeechewania -
W «celu uniemozliwienia
giecia plytki w plaszezyznie do niej "prosto- °
padlej, koniec plytki 5 umieszcza si¢ w prowa- ’
dzeniu 11.

Z wuwagi na cechy charakterystyczne oma-
wianego sposobu mozna go okreslié jako bada-
powierzchni czesci
maszyn ,metodg elastooptyczna®

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb badania nieréwno$ci obrabianych po-
wierzchni czegci maszyn, w ktérym igla
i profil nieréwnos$ci cze$ci badanej znajduja
sie w ruchu wzglednym i w ktérym skla-
dowa pionowa przemieszczenn igly przenosi
sie na polaczong z nig elastyczng p’ytke,
znamienny tym, ze na plytke (5) kieruje sig
strumien $wiat!a spolaryzcwanego.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze plytka (5), na ktéra przenoszg si¢ ruchy
igly (10) jest plytka przezroczysta, wykazu-
jacg pod wplywem odksztalcen anizotropo-
we wlasnosci optyczne.

Stefan Gérecki
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